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(57) Способ обработки сапфирового материала
включает облучение поверхности сапфирового ма-
териала, причём поверхность прилегает к среде,
отличной от сапфирового материала, пучком одно-
и/или многозарядных ионов газа так, чтобы полу-
чить ионно-имплантированный слой в сапфировом
материале, причём ионы выбраны из ионов эле-
ментов из списка, состоящего из гелия (Не), неона
(Ne), аргона (Ar), криптона (Kr), ксенона (Хе), бо-
ра (В), углерода (С), азота (N), кислорода (О), фто-
ра (F), кремния (Si), фосфора (Р) и серы (S). Об-
работка даёт антибликовый эффект на обработан-
ных материалах (61, 62, 63) по сравнению с необ-
работанными подложками (60). Указанный способ
может быть использован для получения ёмкостной
сенсорной панели с высоким пропусканием в ви-
димом диапазоне.
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